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ZEISS Axio Imager 2
lhr offenes Mikroskopsystem fur automatisierte Materialforschung



lhr offenes Mikroskopsystem fur automatisierte Materialforschung

Axio Imager 2 von ZEISS ist hre malsgeschneiderte Systemplattform flr anspruchs-
volle Aufgaben in der Materialforschung, bei der Entwicklung neuer Materialien und

Auf den Punkt

Ihre Vorteil i it

re Vorteile in der Qualitatskontrolle.
Ihre Anwendungen Profitieren Sie jederzeit von gestochen scharfen Bildern und hoher optischer Leistung.
Ihr System Dies gilt insbesondere fur ausgefeilte Kontrastverfahren wie z. B. zirkularen differen-

ziellen Interferenzkontrast (C-DIC) und Polarisationskontrast.

Nutzen Sie das motorisierte Stativ, um reproduzierbare Beleuchtungseinstellungen
und damit eine konstante Bildqualitat zu realisieren. Durch Automatisierung lhres
Arbeitsprozesses erhalten Sie immer vergleichbare Resultate und hohe Produktivitat.
Axio Imager 2 bietet ein hohes Mafs an Anpassungsfahigkeit und Zukunftssicherheit.
Die Stative sind erweiterbar und decken eine breite Palette von Anwendungen ab.

Technik und Details

Service
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Einfacher. Intelligenter.

Profitieren Sie von einem offenen
Mikroskopsystem

Ob Forschung, Prifung oder Fehleranalyse: Die
Herausforderungen an die Materialmikroskopie sind
hochst unterschiedlich. Mit Axio Imager 2 von ZEISS
sind Sie diesen Herausforderungen gewachsen. Sie
konnen das System mit anwendungsspezifischen
Komponenten anpassen und beispielsweise Partikel-
analysen durchfihren oder nichtmetallische Ein-
schlisse (NMI), Flussigkristalle oder halbleiterbasierte
MEMs untersuchen. Axio Imager 2 unterstitzt dari-
ber hinaus den korrelativen Arbeitsprozess bei elek-
tronenmikroskopischen Untersuchungen.

Integrierter.

Erleben Sie Kompetenz in allen
Kontrastverfahren

Wabhlen Sie aus einer Vielfalt von Kontrastverfahren,
um optimale Bildqualitat fur lhre spezifischen
Anwendungen zu erzielen. Nutzen Sie Auflicht und
betrachten Sie Ihre Proben in Hellfeld, Dunkelfeld,
differenziellem Interferenzkontrast (DIC), zirkularem
differenziellem Interferenzkontrast (C-DIC), Polarisa-
tions- oder Fluoreszenzkontrast. Nutzen Sie Durch-
licht und betrachten Sie Ihre Proben in Hellfeld,
Dunkelfeld, differenziellem Interferenzkontrast (DIC),
Polarisation oder zirkularer Polarisation. Das mini-
mierte Streulicht ermoglicht eine homogene
Beleuchtung. Selbst bei hoher Vergroferung erhal-
ten Sie einen hervorragenden Bildkontrast.

Erzielen Sie verlassliche, reproduzierbare
Ergebnisse

Stabilitat ist fir gute Ergebnisse unerldsslich. Sie
werden die stabilen Imaging-Bedingungen von
Axio Imager 2 zu schatzen wissen, insbesondere bei
der Arbeit mit hohen VergréRerungen und bei der
Durchfuhrung zeitabhangiger Studien. Durch die
Motorisierung von Axio Imager 2 arbeiten Sie immer
unter konstanten Bedingungen und bekommen auf
diese Weise schnelle und reproduzierbare Ergebnisse.
Motorisiert sind beispielsweise die Apertur und die
Beleuchtungsregelung, die mittels Filterradern auto-
matisch die Farbtemperatur justiert.

Der Tischeinsatz mit korrelativem Probenhalter eignet sich fiir
vielfdltige Prdparate.

Kohlefaserverstdrkter Kunststoff (CFK), differenzieller Interferenz-
kontrast (DIC), Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 50-fach/0,8

Mit Axio Imager 2 kommen Sie in den Genuss stabiler Imaging-
Bedingungen.
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Erweitern Sie lhre Moglichkeiten

Erleben Sie Kompetenz in allen Kontrastverfahren

Hellfeld und Dunkelfeld: maximale Homo-
genitat und streulichtfreier Bildhintergrund

Im Hellfeld bietet Axio Imager 2 homogene Beleuch-
tung und hervorragenden Kontrast. Durch Minimie-
rung von stérendem Streulicht und die Reduzierung
des Farblangsfehlers der Beleuchtungsoptik eignet
sich der Beleuchtungskontrast im Dunkelfeld fur
anspruchsvollste Proben und tUberzeugt selbst bei
feinsten Strukturen. Eine einfache Drehung genugt,
um zwischen den Techniken zu wechseln. Das moto-
risierte Stativ erlaubt besonders schnelles und kom-
fortables Arbeiten.

C-DIC: perfekt fir alle Strukturen

Zirkularer differenzieller Interferenzkontrast (C-DIC)
ist eine polarisationsoptische Technik, die im Gegen-
satz zum differenziellen Interferenzkontrast zirkular
polarisiertes Licht verwendet. Diese Technik bietet
eine Reihe von Vorteilen fur die Kontrastierung
unterschiedlich ausgerichteter Objektstrukturen.

Die Probe muss nicht mehr fir den bestmoglichen

Kupfergussteil, Hellfeld.
Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,5

Bildkontrast gedreht werden, wie es bei einfachem
DIC der Fall ist. Bei C-DIC genlgt es, die Position des
C-DIC-Prismas einzustellen, um unabhangig von der
Probenausrichtung die bestmaogliche Bildqualitat fur
Kontrast bzw. Auflosung zu erhalten. Maéglich wird
all dies durch ein C-DIC-Prisma flr homogene,
unubertroffen gute Bildqualitat.

Kupfergussteil, Dunkelfeld.
Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,5

Kupfergussteil, C-DIC.
Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,5
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Polarisationskontrast Polarisation mit zusatzlicher Lambda-Platte

Kontrastverfahren Auflicht Durchlicht
Hellfeld [ J [ ]
Dunkelfeld [ ] [ ]
DIC [ J [ J
C-DIC [ J

Fluoreszenz [ ]

Phasenkontrast [ ]
Polarisation [} [

Probe: reines Aluminium;, Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0,25,
gleiche Position mit unterschiedlichen Kontrastverfahren aufge-
nommen
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Exakt auf lhre Anwendungen zugeschnitten

Industrie, typische Anwendungen, typische Proben

Aufgabe

ZEISS Axio Imager 2 bietet

Automobilindustrie

Luft- und Raumfahrtindustrie

Metall produzierende und verarbeitende Industrie

Ol-, Gas- und Bergbauindustrie

Partikelanalyse

Korrelative Mikroskopie

Qualitatskontrolle und Entwicklung von Verbundwerkstoffen
Qualitatskontrolle von Schweif3verbindungen

Untersuchung von Einschlissen und Rissen

Bestimmung von KorngréRen und nichtmetallischen Einschlissen
Partikelanalyse

Qualitatskontrolle und Entwicklung von Verbundwerkstoffen
Qualitatskontrolle von Schweif3verbindungen

Untersuchung von Einschlissen und Rissen

Bestimmung von Korngrdfen und nichtmetallischen Einschliissen

= Untersuchung von Einschlissen und Rissen
m Bestimmung von KorngréRen und nichtmetallischen Einschlissen
m Analyse anisotroper Materialien

Analyse von Texturen und Mikrostrukturen
Porenanalyse

Fluoreszenzanalyse

2D- und 3D-Imaging

m Sauberkeitspriifungen gemaf$ 1SO 16232, VDA 19
m Bestimmung der Restkontamination von Ol und Schmierstoffen
gemafs ISO 4406, 1SO 4407, SAE AS 4059

m Kombination von Informationen aus Licht- und Elektronenmikroskop
m Schnelles Wiederauffinden von Regions of Interest

Hardware Auto Focus
Korrelative Mikroskopie und AxioVision-Modul Shuttle & Find
Polarisationskontrast und C-DIC

AxioVision-Module: Korngré3enanalyse, Gusseisenanalyse,
NMI, Mehrphasenanalyse
AxioVision-Modul: Particle Analyzer

Hardware Auto Focus
Korrelative Mikroskopie und AxioVision-Modul Shuttle & Find
Polarisationskontrast und C-DIC

AxioVision-Modul: KorngréRenanalyse, Gusseisenanalyse,
Mehrphasenanalyse

Hardware Auto Focus

Korrelative Mikroskopie und AxioVision-Modul Shuttle & Find
Polarisationskontrast und C-DIC

AxioVision-Modul: KorngréRenanalyse, Gusseisenanalyse,
Mehrphasenanalyse, NMI

m  Laser-Scanning-Mikroskop LSM 800
m Korrelative Mikroskopie und AxioVision-Modul Shuttle & Find

= AxioVision-Modul Particle Analyzer

m Korrelative Mikroskopie und AxioVision-Modul Shuttle & Find
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Exakt auf lhre Anwendungen zugeschnitten

Industrie, typische Anwendungen, typische Proben

Aufgabe

ZEISS Axio Imager 2 bietet

Nichtmetallische Einschliisse (NMI)

3D-Topographie

Thermische Mikroskopie

= Quantitative und qualitative Analyse der Mikrostruktur von Stahl

m Reinheitsbestimmung von Stahl

= Untersuchung von Inhalt und Verteilung nichtmetallischer Einschlisse
auf Grundlage von Farbe, Helligkeit, Kontur und Formation.

= Evaluierung von Einschlissen mit Richtreihen

m Genaue Identifikation von Sulfiden und Oxiden gemé&f DIN 50602,
EN 10247, ASTM E45, ISO 4967 und JIS G 0555

m Rauheitsmessung

= Nachweis von Hohendifferenzen

m Messung der Dicke transparenter Beschichtungen, von
Oberflacheneigenschaften, Farbe und Glanz

m Untersuchung des Einflusses der Temperatur auf das Verhalten
von Metallen, Kristallen, keramischen Stoffen und Polymeren

m |dentifikation von Phaseniibergdngen

m Bestimmung der Temperatur fur den Phasentbergang

m Bestimmung des Schmelzpunktes

m AxioVision-Modul NMI

m Laser-Scanning-Mikroskop LSM 800

m Linkam Heiztische und Softwaremodul Linkam
flr Axio Vision und ZEN 2 core
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ZEISS Axio Imager 2 im Einsatz

Luft- und Raumfahrtindustrie

Kohlefaserverstdrkter Kunststoff (CFK), Hellfeld, Objektiv:
EC Epiplan-NEOFLUAR 50%x/0,8

Metall produzierende und verarbeitende Industrie

Roheisen, Hellfeld, Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,8

Kohlefaserverstdrkter Kunststoff (CFK), Dunkelfeld, Objektiv:
EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,8

Aluminium, Polarisation, Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0,25

Kohlefaserverstdrkter Kunststoff (CFK), DIC, Objektiv:
EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,8

Aluminium, Polarisation mit Lambda-Platte, Objektiv:
EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0,25
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ZEISS Axio Imager 2 im Einsatz

0l-, Gas- und Bergbauindustrie Automobilindustrie Partikelanalyse

N

Vitrinit, Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/1,0 Oil Pol Gusseisen, Hellfeld, Objektiv: EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95 Partikelanalyse, Hellfeld, Objektiv: EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,5
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Erweitern Sie lhre Moglichkeiten

Analysieren Sie kleinste Partikel: Genau und reproduzierbar

Particle Analyzer ist ein Meilenstein fur Ihre Qualitatskontrolle. Messen Sie mit dem vollmotorischen Licht-
mikroskop Axio Imager 2 Partikel bis zu einer Grof3e von 2 ym.

Die Particle Analyzer Software unterstitzt die Normen fur Sauberkeitspriifungen 1SO 16232, VDA 19 und
Olanalyse I1SO 4406, 1SO 4407 und SAE AS 4059. Mit den Systemldsungen von ZEISS gehen Sie sicher, dass

die erforderlichen Mikroskopeinstellungen immer korrekt ausgewahlt werden. Sie erhalten verldssliche, repro-
duzierbare Ergebnisse, die nahezu unabhangig von dem Benutzer sind, der die Analyse durchfihrt. Durch die
korrelative Partikelanalyse erweitern Sie die Informationstiefe Ihrer Erkenntnisse um die Ergebnisse der Element-

und Materialcharakterisierung.

10



Erweitern Sie lhre Moglichkeiten

Correlative Automated Particle Analysis (CAPA) Mehr Erkenntnis. Hohere Qualitat.

Charakterisieren Sie mit der Correlative Automated
Particle Analysis von ZEISS die Partikel aus Rest-
kontaminationen vollstdndig. Erfassen Sie Partikel
mit Axio Imager 2 und relokalisieren Sie vorab aus-
gewahlte Partikel mit REM von ZEISS automatisch.
Flhren Sie eine EDX-Analyse durch, um Informa-
tionen Uber ihre elementare Zusammensetzung zu
erhalten. Correlative Particle Analyzer dokumentiert
die kombinierten Ergebnisse aus licht- und elektro-
nenmikroskopischer Analyse automatisch. Sie erhal-
ten auf Knopfdruck einen kombinierten aussage-
kraftigen Bericht.

100 pm

Lichtmikroskopische Aufnahme eines metallischen Partikels

Als routinierter Benutzer inspizieren Sie die kombi-
nierten licht- und elektronenmikroskopischen Analyse-
ergebnisse in einer interaktiven Ubersichtsdarstellung.
Per Knopfdruck relokalisieren Sie Partikel, starten
neue automatische EDX-Analysen und generieren
automatisch einen Bericht. Mit Correlative Particle
Analyzer erhalten Sie lhre Ergebnisse bis zu zehnmal
schneller als durch aufeinanderfolgende Einzel-
analysen am Licht- und Elektronenmikroskop. Sie
konnen sich systematisch auf potenziell prozess-
kritische Partikel konzentrieren. Die komplementare
Materialcharakterisierung aus beiden Mikroskopie-
welten gibt Ihnen zusétzliche Sicherheit.

Elektronenmikroskopische Aufnahme desselben metallischen
Partikels

Korrelativer Probenhalter fur die effiziente Relokalisierung von
Partikeln in Ihrem ZEISS Rasterelektronenmikroskop.

Uberlagerung der Bilder beider Systeme; chemische Element-
zusammensetzung durch EDX-Analyse; graphisches EDX-Overlay,
erstellt mit der Software Bruker Esprit

"1
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Korrelative Mikroskopie mit

ZEISS Axio Imager 2: Briickenschlag
zwischen Mikro- und Nanowelt

Suchen Sie nach einer Méglichkeit, Imaging und
analytische Methoden effektiv zu kombinieren?
Shuttle & Find bietet genau dies: Einen bedienungs-
freundlichen, hochproduktiven Workflow vom
Licht- zum Elektronenmikroskop — und umgekehrt.
Nie war der Workflow zwischen zwei Systemen so
einfach. Der prazise Abruf von Regions of Interest
in Sekundenbruchteilen steigert die Produktivitat.
Anstatt wertvolle Zeit mit Suchen zu verschwenden,
erhalten Sie jetzt mit wenigen Mausklicks vollig neue
Erkenntnisse Uber lhre Proben. Die in dem einen
System markierten Regions of Interest finden Sie
sekundenschnell im anderen System wieder.
Erschlief3en Sie sich neue informative Dimensionen
in zahlreichen materialanalytischen Anwendungen.
Absolut reproduzierbar.

CLEM (Correlative Light and Electron Microscopy)-Bild einer Region of Interest in einer gealterten Li-lonen-Batterie mit unterschiedlichen
Kontrasten von Hellfeld (a) und polarisiertem Licht (b) in LM sowie als BSE-Signal (c) und EDS-Mapping (d) in SEM.

12




Erweitern Sie lhre Moglichkeiten

Untersuchungen in den Bereichen Forschung und
Auf den Punkt 9 g
Industrieproduktion (z. B. Oberflachenanalyse von
Ihre Vorteile reflektierenden Proben mit geringem Kontrast wie sensormodul
metallographischen Praparaten und polierten oder
lhre Anwendungen . ) . 4 - Q—F
strukturierten Wafern) erfordern ein schnell fokussie- -
. . A
lhr System rendes System, das eine hohe Prazision von max. N
0,3-facher Scharfentiefe des Objektivs sicherstellt. 5 -
Technik und Details ) . . .
Diese Voraussetzungen lassen sich leicht erfillen, Ay
. . . 0
Service indem man Axio Imager 2 mit dem Auto Focus- FOCUS - 1‘ £
System kombiniert und von der prazisen, schnellen -~ 6
Fokussierung mit einem Tiefenscharfebereich von
bis zu 12.000 pm profitiert. Das Auto Focus-System
arbeitet mit Auflicht und Durchlicht in Hellfeld Funktionsweise des Auto Focus-Systems: 1) LED ~ 2) Sensormodul ~ 3) Sensor  4) Strahlenteiler ~ 5) Objektiv ~ 6) Probe
Dunkelfeld, polarisiertem Licht und DIC.
So funktioniert’s:
Das Objektiv leitet das von einer LED im Auto Focus- Objektiv- Max. Fangbereich in pm Maximale Prazision der Mindestgrofe des zu
} ) ] vergréBerung (reflektierende, ebene Fokusposition (Genauigkeit) fokussierenden Objekts
System produzierte Licht auf die Probe, wo es von Oberfliche) (~0,3-fache Scharfentiefe in pm
der Oberflache der Probe reflektiert wird. Hierbei des Objektivs), in um
analysiert Auto Focus kontinuierlich das Signal und 1,25x >12000 ~170,00 ~2000
leitet daraus die geeigneten Steuersignale fir den 2,5x >10000 ~42,00 ~1000
Fokustrieb ab, um die Oberflache in den Fokus zu 5x >10000 ~8,90 ~500
bringen. Der Auto Focus-Sensor erkennt Verande- 10x ~8000 ~2,50 ~250
rungen und Abweichungen der Fokusposition und i o 0,60 .
gleicht sie automatisch aus. Das Auto Focus-System
50x >700 ~0,25 ~50
verfugt Uber drei verschiedene Modi entsprechend
100x >150 ~0,20 ~25

unterschiedlichen Oberflachencharakteristiken
(reflektierend/teilreflektierend/diffus) und Uber drei
verschiedene Genauigkeitsstufen (prazise/ausge-
wogen/schnell).



Erleben Sie Qualitat in jeder moglichen Komponente

1 Mikroskop
m  Axio Imager.A2m (kodiert)

Auf den Punkt

Ihre Vorteile m  Axio Imager.D2m (kodiert, teilweise motorisierbar)

m  Axio Imager.M2m (motorisierbar, TL manuell)
Ihre Anwendungen ) o o
m  Axio Imager.Z2m (motorisierbar, TL motorisiert)

lhr System

. ) 2 Objektive
Technik und Details Auflicht
Service m EC EPIPLAN

m EC Epiplan-NEOFLUAR

m EC Epiplan-APOCHROMAT
Durchlicht

= N-ACHROPLAN

m EC Plan-NEOFLUAR

m  Plan-APOCHROMAT

m C-APOCHROMAT

m FLUAR
Grol3er Arbeitsabstand
m LD EPIPLAN
m LD EC Epiplan-NEOFLUAR 4 Kameras 5 Software
m Axiocam ICc 5 m ZEN 2 core
3 Beleuchtung m Axjiocam ICc 1 m ZEN 2 starter
Auflicht m Axiocam 105 m AxioVision
= MicroLED m  Axiocam 503 m AxioVision LE
m VisLED m Axiocam 506
m Halogen m Axjocam 512 6 Zubehor
= HBO /HXP m  Auto Focus
Durchlicht m Linkam Heiz- und Kuhltische
m MicroLED m  Focus Linear Sensor
m VisLED m  Korrelative Mikroskopie
= Halogen

14
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Service

Systemiuibersicht

DIC 1/0,9 mit
426701-0000-000

DIC 11/0,9 mit

426702-0000-000
Kondensormodul DIC 111/0,9 mit Polarisator
426703-0000-000
Polarisator D fiir Kondensoren 0,8 und 0,9
427710-9050-000

Achromatisch-aplanatischer
7 Universalkondensor 0,9 H D Ph DIC, mot.
424201-9902-000

Achromatisch-aplanatischer
Universalkondensor 0,9 H D Ph DIC

424200-9901-000
Achromatisch-aplanatischer
Pathologie-Kondensor 0,9 H mot.
424220-9901-000

Achromatisch-aplanatischer
Pathol Kondensor 0,9 H
424219-9901-000

Achromatisch-aplanatischer

Universalkondensor 0,9 H Pol
424212-9901-000
Kondensormodul DIC 11/1,4 mit Polarisator

426708-0000-000
Kondensormodul DIC I11/1,4 mit Polarisator
426709-0000-000

Achromatisch-aplanatischer
Kondensor 1,4 H D Ph DIC
424208-0000-000

(e S

Kondensormodul DIC 0/0,8 mit LD 0,8 HDIC
426704-0000-000 424206-9901-000

Kondensormodul DIC 1/0,8 mit

426705-0000-000 1

DIC 11/0,8 mit Polari 5
426706-0000-000
Polarisator D fiir Kondensoren 0,8 und 0,9 S >
427710-9050-000

Achromatischer LD-Kondensor
0,8 HD PhDIC 0,8 H D Ph DIC, mot.
424204-9901-000 424209-9901-000

Dunkelfeldaufsatz 1,2-1,4 0l &
424218-0000-000

Groffeld-DF-Schieber Achromatisch-aplanatischer
fiir 2,5x-5x Universalkondensor 0,9 H/0,8-0,9 DF
424215-0000-000 424216-9901-000

Schieber mit Ringblende Ph1
fiir Kondensor 0,9 H/0,4 LD

426716-9000-000 Achromatisch-aplanatischer
Schieber mit Ringblende Ph2 Kondensor 0,9H/0,4 LD
fiir Kondensor 0,9 H/0,4 LD 424221-9000-000

426716-9010-000

Achromatischer LD-Kondensor

Objekthalter fiir Objekttréiger 76x26 mm,

Kreuztisch 75x50 R; SCD Kreuztisch 75x50 R 120 mm fiir Einhandbedienung
432018-9002-000 mit Harteloxal-Beschichtung 432301-0000-000
dazu 432012-9902-000 Objekthalter 76x26 mm,

Anzeigeeinheit profilm SCD
4320359111000

Objekthalter D Pol
453563-0000-000

Einhandbedienung fiir Immersion
432308-0000-000

Objekthalter Ergo fiir Objekttrager 76x26 mm,
fiir Einhandbedienung

432309-0000-000

Objekthalterplatte zur Auflage von Objekttragern
432333-9010-000

Kreuztisch 75x50 R basic,
fiir Axio Imager,

Objekthalter A Pol

Objektfiihrer Pol 45x25 mm,

mit rastendem Trieb
'@ 453560-0000-000

432035-9021-000 Objekthalter Auflicht
fiir KT 75x50

432302-0000-000

Kreuztisch 75x50/240° R Konverter CAN-USB Rev.2

Drehtisch Pol 3607,
45° Rastungen schaltbar,
fiir Axio Imager
432007-0000-000

432909-9901-000
(zum Einsatz der CAN-Tische
an manuellen Stativen)

@7

mit
432001-9902-000

Kreuztisch 75x50 R mit
Harteloxal-Beschichtung

Halterahmen

Kreuztisch,

rechts Auflicht/Durchlicht, 105x105/85 mm

432018-9020-000

Kreuztisch, rechts

432002-9902-000

fiir Objekthalter
KorrMik MAT; 96x86
432335-9160-000

105x105/85 mm SCD
432018-9010-000
Anzeigeeinheit SCDplus
432035-9110-000

Anpassplatte Scanningtisch 225x85; PIEZO Kreuztisch 75x50 mot. CAN
fiir Einlegerahmen 432023-9901-000 432024-9903-000
Einlegeplatte Glas 432310-0000-000

432312-0000-000
Einlegeplatte Metall

432313-0000-000

Einlegerahmen

fiir Objekttréiger 76x26
432315-0000-000

Einlegerahmen 160x116 mm

mit Halter fiir 4" Wafer, drehbar
432322-9010-000

Einlegerahmen

fiir Objekthalter KorrMik MAT; 96x86
432335-9080-000

Adapterplatte KorrMik

Kreuztisch 75x50 L
mit Harteloxal-Beschichtung
432006-9902-000

Joystick XY; CAN
Tischsteuerung XY PIEZO; USB 432903-9011-000
432901-9903-000
Joystick XY fiir Tischsteuerung
PIEZO/MCU 2008
432903-9902-000

Trackball XY; CAN
432903-9000-000

mit SEM-Aufnahme; 160x116
432335-9181-000

Scanningtisch 130x85; PIEZO
432022-9902-000

ingtisch 130x85 DC
432032-9901-000
dazu;

Kreuztisch 75x50
mot. Standard; CAN

432026-9000-000

\; Scanningtisch 130x85 STEP —

Joystick XY
fir Tischsteuerung 432033-9902-000
PIEZO/MCU 2008 Tischsteuerung XY DC MCU 2008 dazu: ———
432903-9902-000 1432929-9000-000

[ ‘ Z

'W J
Elektronischer Tischsteuerung

Joystick XY; CAN Trackball XY; CAN Koaxialtrieb; CAN XY STEP SMC 2009
432903-9011-000 432903-9000-000 432904-9901-000 432929-9011-000
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Systemiuibersicht

Okulareinlegeplatten
F nach Wahl

Okular PL 10%/25 Br. foc.

@)mfsfmf 444034-9000-000

@)

Hilfsmikroskop, d=30
444830-9902-000

444234-9902-000

444235-9901-000

444036-9000-000

Okular PL 10x/23 Br. foc.

i Kol
8-33°/23, 50 mm Hohe,
umgekehrtes Bild
425518-9010-000

Okular E-PL 10x/25 Br. foc.

— | Okular E-PL 10x/23 Br. foc.

Tubus 30°/23,

umgekehrtes Bild, Axio Imager
425520-9060-000

Binokularer Fototubus 30%/23 (50:50), ——
umgekehrtes Bild, Axio Imager
425520-9070-000

Binokularer Ergofototubus 20°/23 MAT ——
(100:0/0:100), aufrechtes Bild
425514-0000-000

30725 mot.
mit 2 Kameraausgéngen 60N
425504-0000-000

Tubus 30°/25,
umgekehrtes Bild
425500-0000-000

(100:0/30:70/0:100), umgekehrtes Bild
425506-0000-000

i Fototubus 30°/25
(30vis:70doc), umgekehrtes Bild
425501-0000-000

i 15°/25
(100:0/0:100), aufrechtes Bild
425503-9901-000

i Fototubus 30°/25
(100:0/30:70/0:100), umgekehrtes Bild
425502-0000-000

Pol 15°/23

(100:0/0:100), aufrechtes Bild
425517-0000-000

Quarzdepolarisator mit Tubuslinse ——|
fiir Tuben Axio Scope.A1
428106-9000-000

(nicht in Verwendung mit
425514 und 425517)

15°/23 (50:50), aufrechtes Bild
425515-0000-000

i Fototubus 6-25°/23
(100/100)
425518-9020-000

|—— Quarzdepolarisator mit Tubuslinse
fiir Tuben Axio Imager
428106-9030-000

Hinweis:

Mit den Tubuslinsenrevolvern mussen die Okulare
PL 10x/25 Br. foc oder PL 10x/23 Br. foc

verwendet werden.

Hinweis:

Die Tuben

425500-0000-000,
425502-0000-000,
425503-9901-000,
425506-0000-000,
425515-0000-000,
425518-9010-000,

kénnen mit einem Tubuslinsen-Revolver oder
dem Zentralteil fur Multidiskussionseinrichtung

kombiniert werden.

Reflektormodul C-DIC/TIC ACR P&C

fiir Auflicht
424929-9903-000

C-DIC-Prisma fiir Modulatorrevolver

426921-0000-000

C-DIC-Prisma fiir Modulatorrevolver

426922-0000-000

TIC-Prisma fiir Modulatorrevolver

fiir EC EPN 5x-100x
426923-9901-000

©

s

Tubustriger Multidiskussion fiir 2 Tuben,
Anschluss gerade, LR

425145-9020-000

Tubustrager Multidiskussion fiir 1 Tubus,
Linksumlenkung, Anschluss
425145-9030-000

Tubustréger Multidiskussion fiir 1 Tubus,
Rechtsumlenkung, Anschluss
425145-9040-000

Tubustrager Multidiskussion fiir 2 Tuben,
gerader Abschluss LR

425145-9050-000

Tubustréger fiir 1 Mitbeobachter,
lichtstark, Abschluss links
425145-9060-000

Tubuslinse 1,25x
fiir Axio Imager
425303-0000-000
Tubuslinse 1,6x
fiir Axio Imager
425304-0000-000
Tubuslinse 2,5x
fiir Axio Imager
425305-0000-000
Tubuslinse 4,0x
fiir Axio Imager
425307-0000-000

|| masimmal mit cre Tubustinsen

Zentralteil fiir Multidiskussion,
fiir Tubustréger links und rechts
425141-9901-000

oder

Zentralteil Mitbeobachter,

fiir Tubustréger lichtstark, links
425143-9000-000

besttickbar:

Tubuslinsenrevolver 5-fach cod.

mit Bertrandsystem
425309-9901-000

Tubuslinsenrevolver 5-fach mot.

mit Bertrandsystem
425302-9901-000

Modulatorrevolver 4-fach

fiir zirkularen DIC/TIC
424703-0000-000

Modulatorrevolver 4-fach mot.

fir zirkularen DIC/TIC
424704-9901-000

Analysatorschieber fest
filr Durchlicht, 6x20
433605-0000-000

Fluoreszenz-
schutzschirm
452163-0000-000

<&

fiir Durchlicht:

Kompensatoraufnahme 6x20

424705-0000-000
fur Auflicht:

Kompensatoraufnahme 6x20

mit DF-Blende
424706-0000-000

Fir leicht zu reinigende

Objektivrevolver 6-fach,
HD DIC M27 cod.
424504-0000-000
Objektivrevolver 6-fach,
HD DIC M27 mot.
424505-0000-000

DIC-Schieber
nach Wah!

Objektivrevolver 7-fach, HD M27 cod.
424501-0000-000
Objektivrevolver 7-fach, HD M27 mot.
424502-0000-000
Objektivrevolver 6-fach, Pol M27 cod.
424503-0000-000

Objektivrevolver 6-fach, HD DIC M27 mot. ACR

424507-0000-000

S

Olimmersion auf Materialproben
besonders zu empfehlen:

Immersol M, Oler 20 ml
i‘— Objektive M27 %

444965-0000-000

Immersol M, Flasche 100 ml

444966-0000-000

ICS-Objektive
nach Wah

i ACR fiir Objektivhiilse zylindrisch kurz
424508-0000-000
Objektivring ACR fiir Objektivhillse zylindrisch lang

424511-0000-000
Objektivring ACR fiir Objektivhiilse konisch kurz
424509-0000-000

Objektivring ACR fiir Objektivhiilse konisch lang
424510-0000-000

16



Auf den Punkt

lhre Vorteile

Ihre Anwendungen
lhr System
Technik und Details

Service

Systemiuibersicht

Streuscheibe fiir
Auflichtbeleuchtung,
schaltbar
423632-0000-000
(enthalten in A2m, D2m,
M2m, 22m)

Kamera-Ausspiegelung links,
Trennstelle 60N

425103-0000-000
Kamera-Ausspiegelung links mot.,
Trennstelle 60N

425104-0000-000

Schaltspiegel filr 2 Leuchten

447230-9903-000

Schaltspiegel mot.; CAN

447229-0000-000

Anregungsfilterrad
8-fach mot.

fiir Filter d=25 mm; CAN
452356-0000-000

bt

fir FL und HD filr Axio Imager

423600-0000-000

Shutter, Standard inklusive
(enthalten in A2m, D2m)

fiir FL und HD
423601-9901-000
Shutter, Standard inklusive
22m)

(enthalten in M2m,

Auto Fokus Einrichtung fiir Sideport 60N
und

Einbausatz fiir Autofokus-Einrichtung
am Sideport Axio Imager.z2

425131-9000-000

425131-9030-000

mot.

Hinweis:

Nur alternativ und nicht in Kombination mit Analysator- oder Bertrandlinsenschieber

verwendbar.

filr Kamera-Auspiegelung
erforderlich:

Teilerspiegel 50%

fiir Kamera-Ausspiegelung,
34x46x2,2 mm
425110-9120-000

oder

Umlenkspiegelung 100%
fiir Kamera-Ausspiegelung,
34xa6x4 mm
425110-9110-000

optional:
Feintriebknopf mit Skala, wechselbar
430051-9000-000

Feintriebscheibe, flach mit Skala fiir Axio Imager 2,

wechselbar
430051-9010-000

Hinweis:

Die Stative A2m und D2m

enthalten immer:

Fokussiertrieb man.

Die Stative M2m enthalten immer:
Fokussiertrieb mot. basic

Die Stative Z2m enthalten immer.
Hochleistungs-Fokussiertrieb mot.

423901

423621

Justierhilfe fir HBO/XBO Lampen
filr Axio Imager
423631-9901-000
Polarisatorschieber fiir Auflicht,
360° drehbar fiir Axio Imager
427704-9901-000

Mikroskopstativ Axio Imager.A2m
430015-9901-000

Mikroskopstativ Axio Imager.D2m
mit Light Control man.
430011-9902-000

Mikroskopstativ Axio Imager.M2m
mit Z-Trieb mot. und TFT Monitor
430014-9902-000

Mikroskopstativ Axio Imager.z2m
mit Z-Trieb mot. und TFT Monitor
430010-9902-000

Durchlichtbeleuchtung fiir
Axio Imager 2
423900-9901-000
Durchlichtbeleuchtung, mot.
fiir Axio Imager

-99
Shutter
Durchlichtbeleuchtung
-9901-000

Leuchte microLED
423053-9071-000

Leuchte HBO 100
mit Lampenfassung und Kollektor
423010-0000-000
Leuchte HBO 100, selbstjustierend
mit Lampenfassung und Kollektor
423011-9901-000

Shutter high speed, Auflicht
fiir Axio Imager M und Z
423622-9901-000

Shutter, Standard

(in Auflichtbeleuchtung
enthalten)

2000

T

Netzteil extern fiir

CAN-Anschluss
432610-9040-000

457411-9011-000

‘CAN-Hub, 4-fach
fiir Mikroskopstative
mit CAN-Schnittstelle
432927-9050-000

HAL 100 und LED-Leuchten,

CAN-BUS Kabel 2,5 m

Anbauleuchte VIS-LED
mit Kollektor
423053-9030-000

Leuchte HAL 100
mit Quarzkollektor
423000-9901-000

Vorschaltgerat fiir HBO 100,
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9902-000

Leuchte microLED
423053-9071-000

Anbauleuchte VIS-LED
mit Kollektor
423053-9030-000

Leuchte HAL 100
mit Quarzkollektor
423000-9901-000

alternativ zu
Leuchte HAL 100
mit Kollektor:

=

LED-Beleuchtung
fiir Durchlicht
423904-9902-000

Anpassoptik LED-Beleuchtung
Durchlicht
423903-0000-000

Netzgeriit extern fiir
HAL 100 und LED-Leuchten
(enthalten in M2m, Z2m)

Workstation mit Axio Vision/ZEN Software

Kamera mit SLR-Bajonett

Kamera mit C-Mount

Video-Adapter @ Kamera-Adapter T2-C 1" 1,0x
426104-0000-000

Kamera-Adapter T2-C 1* 1,0x,

justierbar

426105-0000-000 (0. Abb.)

60 C 1/3" 0,4x
456108-0000-000 (0. Abb.)
Kamera-Adapter

60N-C 2/3" 0,5
426112-0000-000 (0. Abb.)
Kamera-Adapter

60N-C 2/3" 0,63x

Kamera-Adapter
60N-C 1" 1,0x
426114-0000-000

Anschluss 60N-T2 1,0x
426103-0000-000

426113-0000-000 (0. Abb.) 8

@ T2-Adapter fiir SLR-Kamera
2.8:

T2-Adapter fiir Canon EOS
(EF-Bajonett)
416013-0000-000

Kamera-Adapter
T2-T2 DSLR 1,6x
426115-0000-000
(0. Abb.)
Kamera-Adapter
T2-T2 SLR 2,5
426116-0000-000

Kamera-Adapter
60N-C 1" 1,0x
426114-0000-000

VergréRerungswechsler
4-fach, schaltbar
60N-60
426137-9000-000

%

Schieber mit 100 %-Spiegel
filr Doppel-Anschluss
426141-9011-000

D

it
Strahlteileraufnahme
filr Doppel-Anschluss
426141-9021-000
und
Teilerspiegel 50%, 26x36 mm
446310-0002-000

Doppel-Anschluss Duolink
60N - 2x60N man.
4261 ppel-Anschluss 60N-2x 60N
(weitere Informationen mit Schieberaufnahme

siehe Preislste 40.24.00) 426141-9902-000

Hilfsmikroskop, d=30
444830-9902-000

Binokularer
Fototubus
siehe Ubersicht Tuben

Staubschutz-Set M
434303-0000-000
Staubschutz-Set L
434304-0000-000

Abdeckkappen-Set
434302-0000-000

(enthalten in 434303-0000-000
und 434304-0000-000)

Zur temporéren Bildgiitebeurteilung
per Okular empfohlen:

0

Anschluss 60N fiir Mikroskopkamera,
d=30 mm

426101-0000-000

(Okular zusatzlich erforderlich)

Tubusmodul 60N, 100% zur Kamera,
umgekehrtes
425518-9000-000

Hinweis:

verwendbar.

T Modul 0,5x
426137-9010-000

| Modul 1,6x
426137-9020-000

| Modul 2,5x
426137-9030-000

| Modul 4,0x
426137-9040-000

| Modul 5,0x
: 426137-9050-000

Beleuchtungssystem Colibri.2
423052-9501-000

bestehend aus:

Leuchtenmodul,
Ansteuerungseinheit und
Bedienpult

MTB 2004 Software
im Lieferumfang

Axio Vision Software
nach Wahl

Bertrandlinsenschieber 12x46
453671-0000-000

Nicht in Kombination mit Kameraausspiegelung links,
Auto Fokus Einrichtung oder Analysatorschieber
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Axio Imager.A2m

Axio Imager.M2m

Axio Imager.D2m

Axio Imager.Z2m

Contrast Manager
Light Manager
TFT-Display

Fernausléser

(0]
(Docking-Station)

o
(Docking-Station)

® inklusive
O optional
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Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)

Axio Imager-Stativ, manuell mit HBO 100

ca. 300 mm x 721 mm x 505 mm

Axio Imager-Stativ, motorisch mit HBO 100 und TFT-Display

ca. 390 mm x 721 mm x 505 mm

Gewicht

Axio Imager, manuell/motorisch (ausstattungsabhangig)

ca. 18 bis 40 kg

Umgebungsbedingungen fiir Transport (in Verpackung):

Zuldssige Umgebungstemperatur

=40 bis +70 °C

Lagerung

Zulassige Umgebungstemperatur

+10 bis +40°C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

max. 75 % bei 35 °C

Betrieb

Zulassige Umgebungstemperatur

+10 bis +40 °C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit

max. 75 % bei 35 °C

Atmospharischer Druck

800 hPa bis 1060 hPa

Einsatzhohe

max. 2000 m

Verschmutzungsgrad

2
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Betriebsdaten fiir Axio Imager (kodiert) mit internem Netzteil oder Axio Imager (motorisiert) mit externem VP232-2 Netzteil

Betriebsumgebung Innenraum
Schutzklasse |
Schutzklasse IP 20

Elektrische Sicherheit

Entspricht DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) unter Beruicksichtigung der CSA- und UL-Vorschriften

Uberspannungskategorie

Funkentstérung

gemaR EN 55011 Klasse B

Storfestigkeit

gemald DIN EN 61326-1

Netzspannung fir internes Netzteil

100 bis 127 und 200 bis 240 V + 10 %
Keine Anderung der Netzspannungseinstellung notwendig!

Netzspannung fir externes Netzteil VP232-2

100 bis 240 V + 10 %

Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Axio Imager (kodiert) Max. 260 VA
Leistungsaufnahme Axio Imager (motorisiert) max. 190 VA

LED-llluminator

400 bis 700 nm, Maximum bei 460 nm

Anbauleuchte VIS-LED

400 bis 700 nm, Maximum bei 460 nm

Transformator HBO 100

Betriebsumgebung Innenraum
Schutzklasse |

Schutzklasse IP 20

Netzspannung 100 VAC ... 240 VAC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme bei Verwendung von HBO 100 155 VA

Sicherungen gemaR IEC 127

Axio Imager Mikroskopstativ, manuell

T50A/H/250V,5x20 mm

Netzteil VP232-2 fur Axio Imager (mot.)

T4,0A/250V,5x%x20mm

Transformator HBO 100

T2,0AH, 5% 20 mm
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Lichtquellen

Halogenlampe

12V, 100 W

Regelung der Lichtquelle

Kontinuierlich, ca. 0,7 bis 12 V

Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe HBO 103 W/2
Leistungsaufnahme HBO 103 W/2 100 W
Axio Imager, kodiert
Stativ mit manueller Tischfokussierung Grobtrieb ca. 2 mm/Umdrehung
Feintrieb Ubersetzungsverhéltnis ca. 1/10
Hubbereich Max. 25 mm

Hoéhenanschlag

mechanisch einstellbar

Achromatisch-aplanatischer Universalkondensor 0,9 H D Ph DIC
mit schwenkbarer Frontlinse, achromatisch-aplanatisch 0,9 DIC

fur Objektivvergroerungen Vobj. < 10x

Frontlinse 0,9 ausgeschwenkt

flr ObjektivvergréRerungen Vobj. = 10x

Frontlinse 0,9 in 8-fach-Scheibenrevolver geschwenkt

Objektivwechsel

Manuell

Uber 6-fach- oder 7-fach-Objektivrevolver, HD oder HD DIC M27

Wechsel von Verfahrensmodulen

Manuell

Uber 6-fach-Reflektorrevolver

Axio Imager, motorisiert

Stativ mit motorischer Tischfokussierung

Durchschnittliche Schrittweite, Schrittmotor

25 nm (Axio Imager.M2)

10 nm + 10 (Axio Imager.Z2)

Schnelles Absenken/Anheben des Tischs

10 mm

Hubbereich

25 mm

Hoéhenanschlag

elektronisch

Fokussiergeschwindigkeit

variabel

Achromatisch-aplanatischer Universalkondensor 0,9 H D Ph DIC,

motorisch, mit schwenkbarer Frontlinse, achromatisch-aplanatisch 0,9 DIC

fiir ObjektivvergréRerungen Vobj. < 10x

Frontlinse 0,9 ausgeschwenkt

fiir Objektivvergréerungen Vobj. > 10x

Frontlinse 0,9 in 8-fach-Scheibenrevolver geschwenkt

Objektivwechsel

Manuell oder motorisch

Uber 6-fach- oder 7-fach-Objektivrevolver

Wechsel von Verfahrensmodulen

Manuell

Uber 6-fach-Reflektorrevolver

Motorisch

Uber 6-fach- oder 10-fach-Reflektorrevolver

Manuell/motorisch

Uber DIC oder C-DIC Modulatorrevolver

Hochleistungsfokus fiir Scanning-Tische

Verwendbar fir Proben bis 5 kg
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Erleben Sie Service, der seinen Namen verdient

Ihr Mikroskop-System von ZEISS gehort zu Ihren wichtigsten Werkzeugen. Wir stellen sicher, dass es immer
betriebsfahig ist. Mehr noch: Wir sorgen daflr, dass Sie alle Moglichkeiten Ihres Mikroskops voll ausschopfen.
Mit einer breiten Palette an Dienstleistungen arbeiten unsere Experten noch lange nach threr Entscheidung fur
ZEISS kontinuierlich daran, dass Sie besondere Momente erleben: Momente, die Ihre Arbeit befliigeln.

Reparieren. Instand halten. Optimieren.

Ihre ZEISS Protect Service-Vereinbarung sichert die Lebensleistung lhres Mikroskop-Systems: Betriebskosten
werden planbar — Sie verringern Ausfallzeiten und profitieren von durchgangig optimierter System-Performance.
Sie wahlen aus mehreren Service-Optionen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir, welche Protect Service-
Vereinbarung am besten fir Sie, Ihr Mikroskop-System und die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation
zugeschnitten ist.

Sie durfen sich auch jederzeit auf unseren Service on-demand verlassen. Unsere Service-Mitarbeiter analysieren

lhren System-Status und beheben Stérungen per Fernwartung oder bei Ihnen vor Ort.

Erweitern Sie lhr Mikroskop-System

Ihr Mikroskop von ZEISS ist zukunftssicher ausgelegt: Offene Schnittstellen erlauben Ihnen, Ihr System nach
Wunsch zu erweitern — Sie erganzen lhr System mit dem Zubehor lhrer Wahl und bleiben immer auf dem
neuesten Stand. Auf diese Weise verlangern Sie die Produktivzeit Ihres ZEISS Mikroskops erheblich.

Profitieren Sie von der optimierten Leistung lhres Mikroskop-
Systems mit Servicedienstleistungen von ZEISS — jetzt und fir
die kommenden Jahre.

>> Www.zeiss.com/microservice
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http://microscopy.zeiss.com/microscopy/de_de/service-support/protect.html

You
Tube
Autorisierter Fachhandelspartner:

Pulch + Lorenz Mikroskoptechnik
Am Untergriin 23, D-79232 March

Carl Zeiss Microscopy GmbH tel: 07665 9272-0
07745 Jena, Deutschland fax: 07665 9272-20
microscopy@zeiss.com mail:  kontakt@pulchlorenz.de

WWw.zeiss.com/axioimager PUICh + LorenZ web: pulchlorenz.de

Nicht fur therapeutische Zwecke, Behandlungen oder medizinische Diagnosen. Nicht alle Produkte sind in jedem Land erhéltlich. Nahere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ZEISS Vertriebsmitarbeiter.
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